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P INCLUS
MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL

SYSTÈME ELLIPSOMÉTRIQUE  
DE PRÉCISION
Mod. F-ES/EV

DESCRIPTION
L’ellipsométrie est une technique optique utilisé pour l’analyse 

des surfaces, qui est basé sur la variation de l’état de 

polarisation de la lumière une fois qu’elle traverse la surface 

plane d’un échantillon. À travers l’appareil proposé, il est 

possible d’étudier le processus physique sur lequel est basée 

cette technique d’analyse et en particulier effectuer diverses 

mesures telles que la détermination de la constante optique du 

matériau (indice de réfraction, indice d’absorption), effectuer 

des mesures d’épaisseurs de minces échantillons de matières 

différentes.

En outre, il est possible d’ajouter une étude sur l’incertitude et 

sur les erreurs de mesure.

PROGRAMME DE FORMATION
•	 L’ellipsométrie est une technique optique pour l’analyse  

de surface

•	 	Détermination de l’indice de réfraction des différents 

matériaux différents

•	 	Détermination de l’indice d’absorption de différents matériaux 

•	 	Mesure de l’épaisseur de divers échantillons solides

DONNÉES TECHNIQUES
•	 	1 structure de support

•	 	1 polariseur circulaire

•	 	2 polariseurs linéaires

•	 	1 filtre a longueur d’onde λ/4

•	 Support d’échantillon

•	 Goniomètre avec échelle  

•	 	Laser vert (532 nm), 1 mW

•	 	Laser rouge (650 nm), 1 mW

•	 Détecteur pour la mesure du faisceau lumineux devant 

être raccordé au système d’acquisition de données mod. 

EV2010/EV

•	 Kit d’échantillons composé de: substrat de silicium, silicium 

simple couche, échantillon d’aluminium, plaque en verre
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INDISPENSABLE (NON INCLUS)

•	 EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprenant de SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-ES/EV pour la gestion complète  
des expériences interactives

•	 ORDINATEUR PERSONNEL


